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(57)摘要

本发明公开了一种有机发光显示器用掩模

板开口的制作方法，其包括：激光形成开口步骤，

所述激光形成开口步骤是通过激光头发射在方

向上与掩模基板所在平面呈锐角的激光束，所述

激光头发射的所述激光束在所述掩模基板上按

照预设的轨迹运行并在所述掩模基板上形成开

口，从而形成掩模板，所述形成在掩模基板上的

开口靠近所述激光头一侧的边缘围成的面积S1

小于背离所述激光头一侧的边缘围成的面积S2；

通过该工艺制作掩模板开口能够避免采用传统

化学蚀刻制作掩模板开口所带来的环境损害问

题，亦能保证掩模板在靠近沉积基板一侧的开口

（小开口）边缘（边缘所围成面积为S1）具有较好

的直线度，能够很好的满足有机发光显示器有机

材料的蒸镀应用。
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1.一种有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其包括：

激光形成开口步骤，所述激光形成开口步骤是通过激光头发射在方向上与掩模基板所

在平面呈锐角的激光束，所述激光头发射的所述激光束在所述掩模基板上按照预设的轨迹

运行并在所述掩模基板上形成开口，从而形成掩模板，

其特征在于，所述形成在掩模基板上的开口靠近所述激光头一侧的边缘围成的面积S1

小于背离所述激光头一侧的边缘围成的面积S2。

2.根据权利要求1所述有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其特征在于，所述激

光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈锐角角度范围为15～75°。

3.根据权利要求2所述有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其特征在于，所述激

光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈锐角角度范围为30～60°。

4.根据权利要求3所述有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其特征在于，所述激

光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈锐角角度为45°。

5.根据权利要求1或2  所述有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其特征在于，其

特征在于，所述激光束在所述掩模基板上的所述预设轨迹为连贯的封闭图形。

6.根据权利要求1、2或4所述有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其特征在于，

所述激光束在所述掩模基板上的所述预设轨迹为矩形。
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一种有机发光显示器用掩模板开口的制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种掩模板的制作方法，具体涉及一种有机发光显示器用掩模板开口

的制作方法。

背景技术

[0002] 与现行LCD技术相较，利用有机发光二级管（OLED）技术所制成的显示器不仅具有

可全彩化、反应时间快、高亮度(100～14,000cd/m2)、高流明效率(16～38lm/W)、170度以上

的视角、无一般LCD残影、可制作成大尺寸与可挠曲性面板、能够在摄氏-30度～80度的范围

内作业等优势，而且制程简单，整体厚度也能缩小至1mm以下，成本更仅有TFT-LCD的30～

40%。因此，利用OLED技术所制成的显示器在深得社会欢迎。

[0003] 在有机发光显示器的制造过程中，其中有机层的沉积会使用到掩模板，图1所示为

采用掩模板蒸镀有机材料的示意图。掩模板10由于比较薄，在蒸镀前会通过相关工艺固定

在掩模外框11上，图2所示为掩模板固定在掩模外框11上的平面示意图。蒸镀时，掩模板10

借助掩模外框11固定在支撑台12上，蒸镀源13中的有机材料通过蒸发扩散至掩模板10下

方，掩模板10上在一定的位置设置有开口100，有机材料通过开口100沉积在沉积基板14上

对应的位置处，形成有机沉积层。

[0004] 图2所示为掩模板的平面示意图，掩模板为整板结构（图中所示）或为多块拼接而

成（图中未示出，所谓拼接即是掩模板由若干相对小的单元模板拼接成大尺寸的掩模板），

掩模板10上设置有与有机发光显示器上有机沉积层相对应的开口100，开口100一般在掩模

板10上为阵列结构。掩模板10通过激光焊接或超声波焊接等工艺实现与掩模外框11的连

接。

[0005] 在技术要求上，有机沉积层的沉积质量对后期产品质量有非常大的影响，故在蒸

镀沉积过程中对沉积基板14上沉积区域的边缘精度及均匀性要求非常高。为了能够实现有

机材料很好的蒸镀到沉积基板14上，必须减少掩模板开口边缘对有机沉积层的影响，即减

少如图3所示的蒸镀效应（由于掩模板开口边缘对有机材料130沉积的遮挡影响，导致有机

沉积层131边缘厚度不均匀），掩模板的开口截面往往设计成图4所示的“凹形”结构，该“凹

形”结构一般是通过化学蚀刻工艺制得，然而基于蚀刻工艺的掩模板制作技术会对环境带

来污染。

[0006] 基于此，韩国专利10-2011-0088212公开了一种采用激光切割掩模板开口的技术

方案，具体如图5所示，激光头51发射的激光束与掩模基板成一定夹角θ1，通过激光头射出

的激光可以在掩模板上形成如图5所示的“锥台形”开口结构，此种开口结构在蒸镀过程中

可以避免图3所示的蒸镀效应。但是，在实际采用该方法制备掩模板时，由于制作掩模板的

板材厚度不是绝对的一致，以及激光的特性等原因，掩模板的开口会存在以下缺陷：掩模板

靠近激光头51的一面形成的大开口的开口边缘直线度比较好，而背离激光头51的一面形成

的小开口的开口边缘直线度比较差。而在蒸镀过程中，掩模板背离激光头51形成的小开口

面需要紧贴蒸镀沉积基板14，即掩模板的小开口面决定有机沉积层的外形结构，如此，开口
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边缘直线度不好的小开口面会间接的影响有机沉积层边缘质量。

[0007] 为解决以上问题，业界亟需一种更优异的掩模板制作工艺来制作掩模板，从而满

足高品质有机发光显示器的蒸镀沉积工艺。

发明内容

[0008] 有鉴于此，需要克服现有技术中的上述问题中的至少一个，本发明提供了一种有

机发光显示器用掩模板开口的制作方法，具体方法如下：

[0009] 一种有机发光显示器用掩模板开口的制作方法，其包括：激光形成开口步骤，所述

激光形成开口步骤是通过激光头发射在方向上与掩模基板所在平面呈锐角的激光束，所述

激光头发射的所述激光束在所述掩模基板上按照预设的轨迹运行并在所述掩模基板上形

成开口，从而形成掩模板，所述形成在掩模基板上的开口靠近所述激光头一侧的边缘围成

的面积S1小于背离所述激光头一侧的边缘围成的面积S2。

[0010] 进一步，所述激光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈锐角角度范围为

15～75°，进一步，所述激光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈锐角角度范围为

30～60°。

[0011] 作为本发明的优选方案，所述激光头发射的激光束与所述掩模基板所在平面所呈

锐角角度范围为45°。

[0012] 另外，所述激光束在所述掩模基板上的所述预设轨迹为连贯的封闭图形，进一步，

所述激光束在所述掩模基板上的所述预设轨迹为矩形。

[0013] 采用本发明形成掩模板的开口，其掩模板靠近激光头一侧形成的小开口，掩模板

背离激光头一侧形成的大开口，在蒸镀过程中，掩模板小开口的一侧靠近沉积基板，有机材

料经由大开口侧进入开口，然后沉积在靠近小开口侧的沉积基板上，有机材料的沉积外形

由小开口决定。由于本发明的特殊制作工艺，掩模板开口在成型时，掩模板开口的小开口面

靠近激光切割头，可以很好的保证其边缘质量，相应的，可以有效的保证有机材料在蒸镀过

程中具有较优的沉积效果。

附图说明

[0014] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得

明显和容易理解，其中：

[0015] 图1所示为采用掩模板蒸镀有机材料的示意图；

[0016] 图2所示为掩模板的平面示意图；

[0017] 图3所示为采用传统掩模板蒸镀时掩模板开口处的局部蒸镀沉积示意图；

[0018] 图4为采用蚀刻工艺制作的掩模板开口示意图（现有技术）；

[0019] 图5为一种采用激光切割工艺制作掩模板开口示意图（现有技术）；

[0020] 图6为本发明采用激光切割工艺制作掩模板开口示意图（立体图）；

[0021] 图7为本发明采用激光切割工艺制作掩模板开口示意图（截面图）；

[0022] 图8为采用本发明制作掩模板开口的平面示意图（从背离激光切割头的一侧观

察）；

[0023] 图9为采用本发明制作掩模开口的掩模板蒸镀有机材料的局部示意图
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[0024] 图中，10为掩模板，100为掩模板开口，11为掩模板固定的掩模外框，12为支撑台，

13为蒸镀源，14为沉积基板，130为有机材料，  131为有机沉积层，51为激光切割头，θ1为激

光头51发射的激光束与掩模基板之间形成的夹角，60为激光切割头，θ2为激光头60发射的

激光束与掩模基板之间形成的夹角，101为掩模板靠近激光头一侧形成的小开口，102为掩

模板背离激光头一侧形成的大开口，S1为掩模板小开口的开口边缘围成的面积，S2为掩模

板大开口的开口边缘围成的面积。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中相同或类

似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的

实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0026] 本发明的发明构思如下：现有技术中，为了克服有机发光显示器有机材料蒸镀过

程中的蒸镀效应，既克服掩模板边缘对有机材料蒸镀的影响，掩模板通常采用蚀刻工艺制

备出“凹形”开口，但采用此工艺对环境影响比较大；有探索以激光切割方式制备“锥台形”

结构开口的工艺，但该工艺由于激光切割特性等原因，掩模板开口的质量会存在比较大的

瑕疵，从而影响后期有机材料的蒸镀沉积应用。基于此，本发明提供了一种有机发光显示器

用掩模板开口的制作方法，该制作方法包括：激光形成开口步骤，即通过激光头发射在方向

上与掩模基板所在平面呈锐角的激光束，激光头发射的激光束在掩模基板上按照预设的轨

迹运行并在掩模基板上形成开口，从而形成掩模板，本发明中形成在掩模基板上的开口靠

近所述激光头一侧的边缘围成的面积S1小于背离所述激光头一侧的边缘围成的面积S2。

[0027] 本发明中的“掩模基板”为掩模板未经激光切割处理的初始板材，以下结合附图对

本发明一实施例作进一步说明：

[0028] 如图6所示，其为本发明采用激光切割工艺制作掩模板开口一种实施例的立体示

意图，图7所示为其对应的截面示意图，激光切割头60发射的激光束与掩模基板之间形成的

夹角为θ2，激光束在掩模基板上以封闭的矩形轨迹运行并在掩模基板上形成矩形开口，从

而形成掩模板10。如图7所示，掩模板在靠近激光头60一侧形成小开口101，在背离激光头一

侧形成大开口102，图8所示为掩模板开口的平面示意图（从背离激光切割头的一侧观察），

小开口101边缘围成 的面积为S1，大开口102边缘围成 的面积为S2，其中S1<S2。

[0029] 在本发明的一些实施例中，激光头60发射的激光束与掩模基板所在平面所呈锐角

角度范围为15～75°，较优范围为30～60°。

[0030] 作为本发明的一具体实施例，激光头60发射的激光束与掩模基板所在平面所呈锐

角角度为45°。

[0031] 图9所示为采用本发明制作掩模开口的掩模板蒸镀有机材料的局部示意图，掩模

板的小开口面（即101开口对应面）靠近沉积基板14。由于掩模板的小开口面靠近激光头，在

切割时，小开口101的边缘具有较好的直线度，通过采用本实施例所展示工艺制作的掩模

板，不但能够避免传统掩模板的蒸镀效应，亦可以有效控制有机沉积层131的边缘质量。

[0032] 尽管参照本发明的多个示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描

述，但是必须理解，本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例，这些改进和实施

例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言，在前述公开、附图以及权利要求的范围
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之内，可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进，而不会脱离

本发明的精神。例如，改变掩模开口的形状（将矩形设计为其它多边形或者圆形等）。除了零

部件和/或布局方面的变型和改进，其范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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图6

图7
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图8

图9
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